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(54) Be- und Entladestation fur Halbleiterbearbeitungsanlagen 

(57) Bei einer Be- und Entladestation fur Halbleiter- 
bearbeitungsanlagen besteht die Aufgabe, eine rein- 
raumgerechte Bestuckung aus Transportbehaltern zu 
gewahrleisten, die selbst als Magazine fur scheibenfor- 
mige Objekte dienen und die seitlich zu offnen sind. Ein 
Umladen soil wahlweise auch aus einer groReren 
An2ahl derartiger Transportbehalter mflglich sein, 
wobei ein Wechseln der Transportbehalter unter ergo- 
nomisch vorteilhaften Bedingungen zu erfolgen hat. 

GemaR der Erfindung wird der Transportbehalter 
zum Umladen der scheibenfOrmtgen Objekte mit dem 
Behalterdeckel durch KraftschluR fest an einen Ver- 
schluB einer Beschickungsoffnung angekoppelt. Die 
BeschickungscSffnung und der Transportbehalter wer- 
den gleichzeitig durch eine gemeinsame Abnahme des 
Behalterdeckels und des Verschlusses in die Halbleiter- 
bearbeitungsanlage gectffnet. Das Umladen ist mit 
einem Durchgriff einer in der Haibleiterbearbeitungsan- 
lage angeordneten Handhabungseinrichtung durch die 
BeschickungscJffnung in den Transportbehalter verbun- 
den. 

Die Erfindung ist bei der Herstellung integrierter 
Schaltkreise anwendbar. 
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Beschreibung 



Die Erfindung betrifft eine Be- und Entladestation 
fur Halbleiterbearbeitungsanlagen mit mindestens einer 
verschlieBbaren Beschickungsoffnung, durch die nach 
dem Entfernen eines Verschlusses ein Umladen von 
scheibenformigen, in einem Transportbehalter unterge- 
brachten Objekten erfolgt, wobei der Transportbeh alter 
mit einem in seiner wesentlichen Ausdehnung senk- 
recht zur Ebene der Umladung gerichteten Behaiter- 
deckel versehen ist. 

Bisher ist es bekannt. zur Beschickung von Halblei- 
terbearbeitungsanlagen sogenannte SMIF-Boxen als 
Magazinbehalter mit einem relativ Weinen abgeschlos- 
senen Volumen zu verwenden, in dem Wafermagazine 
aufbewahrt und transportiert werden konnen. Die Box 
ist auf einen Offnungsmechanismus in einer Einhau- 
sung aufsetzbar, die eine oder mehrere Arbeitsstatio- 
nen staubgeschutzt umschlieBt. Box und 
Offnungsmechanismus besitzen einander angepaBte 
Verschlufielemente, die ubereinanderliegend sich 
gleichzeitig offnen lassen, so daB auBen auf den Ver- 
schluGelementen aufliegende Staubpartikel dazwi- 
schenliegend eingeschlossen werden, wenn das 
Wafermagazin zusammen mit den beiden VerschluG- 
elementen in die Einhausung hinein abgesenkt wird. 
Die Box selbst umschlieBt die entstehende Offnung in 
der Einhausung. 

Zur Entnahme der Magazine aus den Transportbe- 
haltern und zur Plazierung in der Bearbeitungsanlage 
dient z. B. eine Be- und Entladeeinrichtung gemaB der 
DE-Patentschrift 43 26 309 C1 oder eine Einrichtung 
mit anderem Funktionsablauf. Nach der Bearbeitung 
der Halbleiterscheiben erfolgt der Riicktransport der 
Magazine in die Transportbehalter. 

Die Technik der SMIF-Boxen ist besonders geeig- 
net fur Halbleiterscheiben mit herkdmmlichem kleineren 
Durchmesser. Aufgrund der Materialeigenschaften der 
Halbleiterscheiben werden diese SMIF-Boxen zusam- 
men mit den verwendeten Wafermagazin en mit zuneh- 
mendem Durchmesser der Halbleiterscheiben 
ungeeigneter als Transportbehalter. 
Fur derartige Halbleiterscheiben sind bereits Transport- 
behalter bekannt. die gleichzeitig die Magazinfunktion 
ubernehmen. Eine Umladung der Halbleiterscheiben 
erfolgt einzeln in einer Ebene parallel zur Oberflache 
der Halbleiterscheiben, wobei der Transportbehalter mit 
einem in seiner wesentlichen Ausdehnung senkrecht 
zur Ebene der Umladung gerichteten Behalterdeckel 
verschlieBbar ist. Der Behalterdeckel wird somit im 
Gegensatz zur SMIF-Box nicht nach unten, sondern 
seitlich entfernt bzw. eingesetzt. 

Da die Transportbehalter von einem Raum mit niedrigen 
Anforderungen an die Reinheit umgeben sind und 
umladbare Magazine, wie sie bei einer SMIF-Losung 
Anwendung finden. fehlen. ist sowohl eine Bestuckung 
von Halbleiterbearbeitungsanlagen aus diesen Trans- 
portbehalter n als auch ein Rucktransport aus derarti- 
gen Anlagen in die Transportbehalter problematisch. 



Das bestehende Problem wird auBerdem dadurch 
erschwert, daB unter Umstanden aus einer groBeren 
Anzahl von Transportbehaltern wahlweise eine Umla- 
dung zu gewahrleisten ist und die Behalter selbst vom 
5 Bedienpersonal ergonomisch vorteilhaft zugefuhrt und 
entnommen werden mussen. 

GemaB der EP 542 793 B1 ist eine Anordnung zum 
Lagern, Transportieren und Einschleusen von Substra- 
ten bekannt, bei der eine Kassette mit seitlicher Ver- 
w schluBkappe gegenuber einem Beladeschlitz 
angeordnet wird. Mit einer Hubplatte. die ein Paket von 
gestapelten Kassetten aufnehmen kann, werden die 
Kassetten nacheinander in die Beladeposition 
gebracht Ist diese Position erreicht. wird die VerschluB- 

75 Wappe durch Verschwenken urn eine Kante geoffnet 
und mit einer aus der Kassette ausfahrbaren Schublade 
wird die Substratscheibe in den Reinraum geschleust. 
Ein aus dem Beladeschlitz austretender Luftstrom wirkt 
dem Eindringen von Partikeln in den Reinraum dadurch 

20 errtgegen. daB dieser durch einen freigelassenen 
Abstand zwischen einer vorspringenden Dichtung und 
der Kassette hindurchtritt. 

Aufgabe der Erfindung ist es, eine reinraumge- 
rechte Bestuckung von Halbleiterbearbeitungsanlagen 

25 aus Transportbehaltern zu gewahrleisten, die selbst als 
Magazine fur scheibenformige Objekte dienen und die 
seitlich zu fiffnen sind. Ein Umladen soil wahlweise 
auch aus einer groBeren Anzahl derartiger Transportbe- 
halter moglich sein, wobei ein Wechseln der Transport- 

30 behalter unter ergonomisch vorteilhaften Bedingungen 
zu erfolgen hat. 

GemaB der Erfindung wird die Aufgabe durch eine 
Be- und Entladestation fur Halbleiterbearbeitungsanla- 
gen mit einer verschlieBbaren Beschickungsoffnung, 

35 durch die nach dem Entfernen eines Verschlusses ein 
Umladen von scheibenformigen, in einem Transportbe- 
halter untergebrachten Objekten erfolgt, wobei der 
Transportbehalter mit einem in seiner wesentlichen 
Ausdehnung senkrecht zur Ebene der Umladung 

40 gerichteten Behalterdeckel versehen ist, dadurch 
gelost, daB der Transportbehalter zum Umladen der 
scheibenformigen Objekte mit dem Behalterdeckel 
durch KraftschluB fest an den VerschluB angekoppelt ist 
und ein gleichzeitiges Offnen der Beschickungsoffnung 

45 und des Transportbehaiters durch eine gemeinsame 
Abnahme des Behaiterdeckels und des Verschlusses in 
die Halbleiterbearbeitungsanlage erfolgt. Das Umladen 
ist mit einem Durchgriff einer in der Halbleiterbearbei- 
tungsanlage angeordneten Handhabungseinrichtung 

so durch die Beschickungsoffnung in den Transportbehal- 
ter verbunden. 

Der Transportbehalter ist zur Ankopplung an den 
VerschluB auf einer horizontal verstelibaren und mit Mit- 
teln zum Ausrichten und Befestigen des Transportbe- 

55' halters versehenen ersten Plattform abgestellt. 

Die Plattform ist zwischen mindestens zwei uber- 
einanderliegenden Ebenen verstellbar. von denen eine 
der Bestuckung mit einem Transportbehalter in einer 
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ergonomischen Hohe und jede andere zur Be- und Ent- 
ladung der Halbleiterbearbeitungsanlage dient. 

Vorteilhafterweise kann zur Aufnahme mindestens 
eines weiteren Transportbe halters eine entsprechende 
Anzahl von weiteren, horizontal verstellbaren und mit s 
Mitteln zum Ausrichten und Befestigen des Transport- 
behalters versehenen Plattformen vorgesehen werden. 
Von den Plattformen dient abwechselnd mindestens 
eine zur Ankopplung eines Transportbehalters an den 
VerschluR. wahrenddessen die anderen zum Transport- 10 
behalterwechsel frei sind. 

Es ist auch von Vorteil. wenn zum Transportbehal- 
terwechsel ein Speicher vorgesehen ist. in dem ein 
Greifer einen wahlfreien Zugriff in ubereinander ange- 
ordnete Speicherfacher besitzt und eine Beladeoffnung 15 
mit einer Transportbehalteraufnahme zur manuellen 
Bestuckung mit Transportbehaltern dient. Zum Umset- 
zen der Transportbehalter zwischen der Transportbe- 
halteraufnahme, den Speicherfachern und der Plattform 
ist ein der GroRe eines Transportbehalters entspre- 20 
chender Raum benachbart zuden Speicherfachern frei- 
gelassen. Die Transportbehalteraufnahme sollte zur 
Bestuckung durch die Beladeoffnung hindurch ausfahr- 
bar sein. 

Ferner ist es von Vorteil, wenn der VerschluR zur 25 
Erzeugung des Kraftschlusses mit dem Behalterdeckel 
Vakuumsaugeinrichtungen aufweist und mit Elementen 
zur Ausrichtung gegenuber dem Behalterdeckel verse- 
hen ist, die vor der Herstellung des Kraftschlusses wirk- 
sam sind. so 
Zum Off nen des Transportbehalters ragen aus dem Ver- 
schluR Schlussel zum Betatigen von Verriegelungsele- 
menten im Behalterdeckel heraus, fur die im 
Behalterdeckel passende Schlussellocher vorgesehen 
sind und mit denen der VerschluR und der Behalterdek- 35 
kel zusatzfich zum KraftschluR gesichert sind. Zum Aus- 
gleich von Differenzen bei der Annaherung zwischen 
dem VerschluR und dem Behalterdeckel konnen die 
Ausrichtelemente und die Schlussel in einer Richtung 
senkrecht zur Ebene der Umladung federnd gehaltert 40 
sein. 

Vorteilhaft ist es auch, wenn die Beschickungsfiff- 
nung in ein Schild eingearbeitet ist, das gemeinsam mit 
dem angekoppelten Transportbehalter zum Umladen 
der scheibenformigen Objekte in einer Richtung senk- as 
recht zur Ebene der Umladung nach indizierten Positio- 
nen gegenuber der Handhabungseinrichtung 
verstellbar ist. 

Dadurch ist es moglich. mit einem einzigen Fahrstuhl 
sowohl die Bewegung zwischen den verschiedenen so 
Ebenen als auch die Indexbewegungen auszufuhren. 

Moglich ist es ist jedoch auch, die Handhabungs- 
einrichtung zum Umladen der scheibenformigen 
Objekte in einer Richtung senkrecht zur Ebene der 
Umladung nach indizierten Positionen verstellbar aus- ss 
zubilden. 

Mit der beschriebenen Losung gemaR der Erfin- 
dung konnen Transportbehalter der beschriebenen Art 
ohne negative Beeinflussung der Reinraumbedingun- 



gen innerhalb der zu beschickenden Halbleiterbearbei- 
tungsanlage eingesetzt werden. Halbleiterscheiben mit 
einer GroRe von 300 mm konnen problemlos gehand- 
habt werden. 

Staubpartikel. die sich beim Ankoppeln an den Ver- 
schluR auf dem Behalterdeckel befinden, werden zwi- 
schen den krattschliissig verbundenen Oberflachen 
sicher eingeschlossen. 

Die Erfindung soli nachstehend anhand der sche- 
matischen Zeichnung naher erlautert werden. Es zei- 
gen: 



Fig. 1 eine Prinzipdarstellung einer Be- und Ent- 

ladestation mit einem verschiebbaren 
Schild in Seitenansicht 

Fig. 2 die Be- und Entladestation in Draufsicht 

Fig. 3 die Be- und Entladestation in Vorderan- 
sicht 

Fig. 4 eine Be- und Entladestation in perspektivi- 
scher Darstellung mit einem Transportbe- 
halter im angekoppelten und geoffneten 
Zustand 

Fig. 5 teilweise im Schnitt eine erste Einrichtung 
zum Offnen und SchfieRen eines Ver- 
schlusses im geschlossenen Zustand 

Fig. 6 die Einrichtung gemaR Fig. 5 im geschlos- 
senen Zustand in Seitenansicht 

Fig. 7 in perspektivischer Darstellung eine Be- 
und Entladestation mit einer weiteren Platt- 
form und weiterem Transportbehalter 

Fig. 8 die Be- und Entladestation gemaR Fig. 7 
von der Seite 

Fig. 9 eine Seitenansicht eines Speichers fur 
Tra n spor tbehal ter 

Fig. 10 der Speicher in perspektivischer Darstel- 
lung und teilweise geoffnet 

Fig. 1 1 ein geoffneter Speicher in Draufsicht 

Fig. 12 einen VerschluR und einen Behalterdeckel 

Fig. 13 das vororientierte Koppeln des Verschlus- 
ses und des Behalterdeckel 

Fig. 1 4 eine erste Variante eines geklemmten und 
teilweise aufgebrochenen Transportbehal- 
ters 

Fig. 15 einen Schnitt A- A durch den Transportbe- 
halter gemaR Fig. 14 
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Fig. 16 eine zweite Variante eines geklemmten 
und teilweise aufgebrochenen Transport- 
behalters 

Fig. 17 einen Schnitt B-B durch den Transportbe- 
halter gemaB Fig. 16 

Fig. 18 einen Teil einer Be- und Entladestation mit 
einer zweiten Einrichtung zum Offnen und 
SchlieBen etnes Verschlusses in Vorderan- 
sicht 

Fig. 19 die Einrichtung gemaB Fig. 18 in Drauf- 
sicht 

In den Figuren 1 bis 3 tragt ein Rahmen 1. der mit 
einem Wandelement 2 test verbunden ist mit zwei abge- 
winkelten Rahmenelementen 3. 4 einen Fahrstuhl 5. 
Als Aufnahmeelemente fur Transportb eh alter 6, die in 
ihrer Form und Ausstattung in gewissen Grenzen ver- 
schieden gestaltet sein konnen. dienen Plattformen 7. 
die in einer an dem Fahrstuhl 5 befestigten Fuhrung 8 
horizontal in Richtung des Wand el erne ntes 2 verstellbar 
sind. Die Plattformen 7, deren Anzahl nicht auf die hier 
dargestellten beschrankt ist, sind mit dem Fahrstuhl 5 
zwischen mindestens zwei ubereinanderliegenden 
Ebenen 9 und 10 verfahrbar. Wahrend die Ebene 9 in 
einer ergonomisch gunstigen Hohe zum Bestucken der 
Plattformen 7 liegt, erfolgt in der Ebene 10 die Be- und 
Entladung der Halbleiterbearbeitungsanlage. Dafur ist 
in einem Schild 11 eine, durch einen VerschluB 12 ver- 
schlieBbare Beschickungsoffnung 13 eingearbeitet. 
Das Schild 1 1 ist in einer Richtung senkrecht zur Ebene 
10 entlang der Wandung 2. gefuhrt durch Fuhrungsele- 
mente 14, verstellbar und besitzt eine Abdichtfunktion 
gegenuber einer Offnung im Wandelement 2 
Durch Horizontalverstellung jeweils einer der Plattfor- 
men 7 in Richtung des Wandelementes 2 wird ein 
Transportbehalter 6 mit seinem Behalterdeckel 15 an 
den VerschluB 12 kraftschlussig angekoppelt. Zu die- 
sem Zweck sind in den VerschluB 12 Saugelemente 16 
eingearbeitet. von denen eine nichtdargestellte 
Schlauchverbindung zu einer Vakuumquelle besteht. 
Der in den Transportbehalter 6 eingeschobene und ver- 
riegelte Behalterdeckel 15 ist von einer Dichtung 17 
umschlossen, durch die eine Abdichtung gegenuber der 
umschlieBenden Wand gewahrleistet ist. Nachdem die 
kraftschlussig e Verbindung hergestellt ist, erfolgt eine 
Entriegelung und der VerschluB 12 kann zusammen mit 
dem Behalterdeckel 1 5 in der durch einen abgewinkel- 
ten Pfeil dargestellten Weise in die Halbleiterbearbei- 
tungsanlage abgenommen werden. 
Jeder der Transportbehalter 6 besitzt ubereinanderlie- 
gende. durch facherbildende Vorsprunge 18 gebildete 
Facher zur Auf nahme scheibenf ormiger Objekte 1 9. 
Fur deren Umladung durch die Beschickungsoffnung 13 
in der Ebene 10 ist es nach der Ausfuhrung gemaB Fig. 
1 erforderlich, den Transportbehalter 6 in seiner HGhen- 
lage entsprechend einzustellen. Zu diesem Zweck ist 



der Transportbehalter 6 nach auBen zusatzlich durch 
eine Dichtung 20 gegen das Schild 1 1 abgedichtet, das 
wiederum mit einer vertikalen Indexbewegung. zu 
deren Ausfuhrung ebenfalls der Fahrstuhl 5 dient. mrt- 

5 gefuhrt wird. Durch die Abdichtfunktion des Schildes 1 1 
bleiben die Reinraumbedingungen innerhalb der Halb- 
leiterbearbeitungsanlage ungestOrt. 
Ein Indexsensor 21 erfaBt zur Indexierung sowohl die 
Vorsprunge 18 als auch die scheibenformigen Objekte 

w 19 bei der Hohenverstellung des Transportb e ha Iters 6. 
Durch eine im Reinraumbereich der Halbleiterbearbei- 
tungsanlage angeordnete Handhabungseinrichtung 22 
erfolgt das Unladen in der Ebene 10 mit einem Durch- 
griff durch die Beschickungsoffnung 13. 

is Bei der in Fig. 4 dargestellten Be- und Entladesta- 
tion kommt eine, in Fig. 5 noch naher dargestellte Ein- 
richtung zum Offnen und SchlieBen eines Verschlusses 

23 zum Einsatz. Ein bereits geoffneter Transportbehal- 
ter 24 ist auf einer, von einer feststehenden Platte 25 

20 getragenen. in Pfeilrichtung horizontal verschiebbaren 
Plattform 26 abgestellt und steht mit einer Beschik- 
kungsoffnung 27 in einem Wandelement 28 in Verbin- 
dung. 

Der VerschluB 23 ist an einem hohen- und gegen das 
25 Wandelement 28 verstellbaren Arm 29 befestigt und 
tragt einen durch KraftschluB angekoppelten Behalter- 
deckel 30. In einem Gehause 31 sind Antriebs- und 
Steuerelemente der Be- und Entladestation unterge- 
bracht. 

30 GemaB Fig. 5 sind sowohl zur Hohenverstellung als 
auch zur Verstellung des Armes 29 gegen das Wand- 
element 28 Hubzylinder 32 bzw. 33 vorgesehen. wobei 
der an einer Tragerplatte 34 befestigte Hubzylinder 32 
durch die Wirkung des Hubzylinders 33 gemeinsam mit 

35 der Tragerplatte 34 urn eine Achse X-X bis zu einem 
Anschlag 35 schwenkbar ist. 

Im Unterschied zur Ausfuhrungsform nach Fig. 4, 
die lediglich die Aufnahme von einem Transportbehalter 

24 vorsieht, tragen in Fig. 7 an der Platte 25 befestigte 
40 Stutzen 36 eine weitere feststehende Platte 37. auf der 

eine zweite. in Pfeilrichtung horizontal verschiebbare 
Plattform 38 befestigt ist. Ein weiterer. durch einen 
Transportbehalterdeckel 39 verschlossener Transport- 
behalter ist mit 40 bezeichnet. 
45 Beide Plattformen 26, 37 sind uber einen, mit der Platte 

25 verbundenen und durch einen Antrieb 41 anheb- und 
absenkbaren Tragerarm 42 vertikal verstellbar. 
Wahrend eine der Plattformen 26, 37 zur Ankopplung 
eines Transportbehalters 24 oder 38 an den VerschluB 

so 23 dient. steht die andere zum Transportbehalterwech- 
sel zur Verfugung. 

Selbstverstandlich ist die vertikale Verstellbarkeit, wie 
sie in Fig. 7 und 8 dargestellt ist. durch einen Fachmann 
ohne weiteres auch bei einer Ausfuhrung gemaB Fig. 4 
55 anwendbar. indem nur ein Transportbehalter zwischen 
zwei Ebenen verstellbar ist. Ebenso kann die Anzahl 
der aufnehmbaren Transportbehalter, angepaBt an ent- 
sprechende Anforderungen, erweitert werden. 
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Zum Transportbehalterwechsel von Be- und Entla- 
deeinrichtungen nach den Figuren 4, 7 und 8 kann ein 
Speicher Anwendung finden, wie er in den Figuren 9 bis 
1 1 naher beschrieben ist. 

Die Be- und Entladeeinrichtung ist in eine Wand 43 
eines Gehauses 44 integriert, in dem ubereinander 
angeordnete Speicherfacher 45 zur Aufnahme von 
Transportbehalter n 46 vorgesehen sind. Der Speicher 
im vorliegenden Ausfuhrungsbeispiel ist dabei so auf- 
gebaut, daB unabhangig davon, welche Be- und Entla- 
deeinrichtung verwendet wird, die Speicherfacher 45 
oberhalb der Plattformen der Be- und Entladeeinrich- 
tung angeordnet sind. 

Wesentlich fur einen wahlfreien Zugriff auf die Trans- 
portbehalter 46 in den Speicherfachern 45 ist ein der 
GrdBe der Transportbe halter 46 entsprechender freige- 
lassener Raum 47 zwischen den Speicherfachern 45 
und einer Wand des Gehauses 44, die nicht identisch 
mit der Wand 43 ist. Die Wand, zu der der Raum freizu- 
lassen ist, richtet sich nach dem zur Verfugung stehen- 
den Aufstellplatz fur den Speicher. 
In der vorliegenden Ausfuhrung liegt der Freiraum zu 
einer Wand 48, die zur Wand 43 mit der Be- und Entla- 
deeinrichtung benachbart ist, wodurch ein Speicher mit 
geringer Tiefe entsteht. 

In ergonomischer Hdhe ist in die zur Wand 43 gegen- 
uberliegende Wand 49 eine verschlieBbare Beladedff- 
nung 50 eingearbeitet, die neben einer auf Fuhrungen 
51 ausfahrbaren Transportbehalteraufnahme 52 zur 
manuellen Bestuckung des Speichers mit den Trans- 
portbehaltern 46 dient. 

Entsprechend der Fig. 11 ist zum Umsetzen der 
Transportbehalter 46 ein vertikal und horizontal verfahr- 
barer Greifer 53 vorhanden, der mit einem Ausleger 54 
an einem Horizontalantrieb 55 befestigt ist. Der Hori- 
zontalantrieb 55 wiederum steht mit einem Fahrstuhl 56 
in Veibindung. 

Im Deckbereich weisen die Transportbehalter 46 einen 
Griff 57 zum automatischen Erfassen mit dem Greifer 
53 auf. Oberhalb eines jeden Transportbehalters 46 ist 
soviet Platz gelassen. daB der Ausleger 54 mit dem 
Greifer 53 zum Umsetzen wirksam werden kann. 
Nachdem ein Transportbehalter 46 erfaBt ist, wird er 
horizontal aus dem Speicherfach 45 in den freigelasse- 
nen Raum 47 und anschlieBend vertikal bis zu einer 
Ebene transportiert, die der ergonomischen Hdhe zur 
manuellen Bestuckung des Speichers Oder einer Ebene 
zur Bestuckung einer Plattformder Be- und Entladeein- 
richtung entspricht. Ist die Ebene erreicht, wird der 
Transportbehalter 46 an die Plattform oder die eingefah- 
rene Transportbehalteraufnahme 52 ubergeben. (Fig. 
1 1 zeigt die ausgefahrene Position der Transportbehal- 
teraufnahme 52.) Eine Umsetzung in umgekehrter 
Richtung erfolgt analog. 

GemaBden Figuren 12 und 13 weistder VerschluB 
23 aus Bohrungen 58 austretende Ansaugelemente 59 
auf, in deren Zentrum Ausrichtelemente in Form von 
Stiften 60 angeordnet sind. Desweiteren sind im Ver- 
schluB 23 Schlussel 61 mit einem Doppelbart zur Beta- 



tigung von Verriegelungselementen 62 im 
Behalterdeckel 30 vorgesehen. Passend zu den Stiften 
60 sind im Behalterdeckel 30 ein Langloch 63 und eine 
Bohrung 64 sowie fur die Schlussel 61 entsprechende 

5 Schlussellocher 65 eingearbeitet. Zur vororientierenden 
Ausrichtung des Behalterdeckels 30 zum VerschluB 23 
beim Ankoppelvorgang uberragen die Stifte 60 die 
Ansaugelemente 59. so daR diese zuerst in das Lang- 
loch 63 bzw. in die Bohrung 64 eingreifen. Anschlie- 

10 Bend tauchen die Schlussel 61 in die SchliissellOcher 
65 ein, wobei die Ansaugelemente 59 mit ihren vorste- 
h end en Lippen 66 auf der Oberfache des Behalterdek- 
kels 30 aufliegen. Bei dem nunmehr einsetzenden 
Ansaugvorgang, bei dem die Lippen 66 vollstandig in 

75 die im Durchmesser groB genug ausgebildeten Bohrun- 
gen 58 zuruckweichen. werden die Oberflachen des 
Verschlusses 23 und des Behalterdeckels 30 kraft- 
schlussig fest miteinander verbunden und anhaftende 
Partikel dazwischen eingeschlossen. Durch Drehung 

20 der Schlussel 61 wird ein im Inneren des Behalterdek- 
kels 30 vorhandener Mitnehmer 67 betatigt, der die Ver- 
riegelungselemente 62 offnet. Der VerschluB 23 kann 
zusammen mit dem Behalterdeckel 30 in die Halbleiter- 
bearbeitungsanlage abgenommen werden, so daB eine 

25 Schleuse entsteht. 

Mit den verwendeten Schlusseln 61 ist auBer der Off- 
nerfunktion ein weiterer positiver Effekt verbunden. 
Nach dem Verdrehen der in die Schlussellocher 65 ein- 
gefuhrten Schlussel 61 wird der Behalterdeckel 30 

30 durch das Hintergreifen der Schlussellocher 65 mit dem 
Doppelbart auch dann noch gehalten. wenn es zu 
einem Vakuumausfall bei den Ansaugelementen* 59 
kommt. Die sich wieder ausdehnenden Lippen 66 der 
Ansaugelemente 59 bleiben dicht auf der Oberflache 

55 des Behalterdeckels 30 liegen, so daB bei Wiederver- 
fugbarkeit des Vakuums beide Oberflachen sofort wie- 
der fest aneinandergepreBt werden. 
Zur Vermeidung von Verspannungen beim Ankoppeln 
sind die Ausrichtelemente und die Schlussel 61 zusatz- 

40 lich innerhafb des innen hohlen Verschlusses 23 
federnd gehaltert. 

Weitere, fur die Ankopplung des Transportbehalters 
vorteilhafte MaBnahmen sind den Figuren 14 bis 17, zu 
entnehmen. 

45 Das betrifft zum einen das ausgerichtete Abstellen des 
Transportbehalters auf der Plattform. Zum anderen wer- 
den beim Vorgang des Off n ens, wie er unter anderem in 
Verbindung mit der Figurenbeschreibung von 12 und 13 
erlautert wurde, Krafte auf den Transportbehalter wirk- 

so sam, die zur Vermeidung von Storungen des Be- und 
Entladeprozesses ausgeglichen werden mussen. 

In den Figuren 1 4 und 1 5 ist ein Transportbehalter 
68 auf einer Plattform 69 abgestellt. die in ihrer Funktion 
den Plattformen in den bereits beschriebenen Figuren 

55 entspricht. 

Der Transportbehalter 68 besitzt in Inneren Facher 70 
zur Aufnahme der scheibenformigen Objekte. Im Deck- 
bereich ist. wie bereits bei dem Transportbehalter in Fig. 
11, ein hier mit 71 bezeichneter Griff fur einen automa- 
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tisch arbeitenden Greifer angebracht. Im Boden des 
Transportbehalters 68 und in der Plattform 69 sind zum 
orientierten Abstellen 2ueinander passend gestaltete 
Ausrichtelemente in Form von Nuten 72 und eingreifen- 
den Stiften 73 in einer Dreipunktformation vorgesehen. 
Eine federnde Rolle 74 an einem. gegenuber der Platt- 
form 69 feststehenden Andruckarm 75 gleitet wahrend 
der horizontal en Ankoppelbewegung des Transportbe- 
halters 68 iiber einen am Boden mit einem Abstand 
befestigten abgeschragten Steg 76 und fixiert den 
Transportbehalter 68. 

Soli der Transportbeh alter 68 manuell auf die Plattform 
69 aufgesetzt werden, sind sichtbare Orientierungs- 
stifte 77 hilfreich. 

Eine weitere Art der Fixierung eines Transportbe- 
halters auf der Plattform ist mit einer LOsung gemaB 
den Figuren 16 und 17gegeben. 
Ein durch eine Bohrung 78 in der Plattform 69 hindurch- 
gefuhrter Schlussel 79 taucht beim Aufsetzen des 
Transportbehalters 68 durch ein Schlusselloch 80. das 
in eine am Boden mit einem Abstand befestigte Platte 

81 eingearbeitet ist und hintergreift diese nach einer 
SchlieBbewegung. 

GemaB den Figuren 18 und 19 wird eine weitere 
Einrichtung zum Offnen und SchlieBen eines Verschlus- 
ses beschrieben, mit der die Be- und Entladeeinrich- 
tung in ihrer Tiefe verkurzt werden kann. Dieses 
Ausfiihrungsbeispiel benutzt wie das der Figuren 1 bis 3 
ein Schild, in das die Beschickungsoffnung eingearbei- 
tet ist. Es ist aber auch moglich, in Zusammenhang mit 
dieser Einrichtung eine feststehende BeschickungsOff- 
nung zu verwenden. Der Oberstcht halber wurde, 
obwohl die Beschickungsoffnung geoffnet ist, ein auf 
einer Plattform abgestellter, angekoppelter Transport- 
behalter nicht dargestellt. 

Das Schild mit der Beschickungsoffnung, hier mit 

82 und 83 bezeichnet, wird von einem Rahmen 84 iiber 
Fuhrungen 85 und Fuhrungsschlitten 86 getragen. Ein 
VerschluB 87 fur die Beschickungsoffnung 83 ist iiber 
einen Arm 88 an einer Rotorachse 89 befestigt, die von 
einem Rotationsantrieb 90 angetrieben wird. Der Rota- 
tionsantrieb 90 ist auf eine Aufnahmeplatte 91 aufge- 
schraubt. die durch eine Horizontalfuhrung 92 auf einer. 
mit dem Rahmen 84 fest verbundenen Tragerplatte 93 
in Richtung der Umladung verschiebbar ist. Zur Ver- 
schiebung dient ein geeigneter Antrieb 94, wie z. B. ein 
Pneumatikantrieb. 

Das Schild 82 ist vorteilhafterweise im Bereich der 
Beschickungsoffnung 83 verstarkt ausgebildet und und 
uberdeckt eine Offnung in einer Wand 95, an der der 
Rahmen 84 befestigt ist. Die nicht sichtbare Offnung 
besitzt eine vertikale Ausdehnung. deren GrOBe eine 
Vertikalverstellung der Beschickungsoffnung 83 iiber 
die gesamte OffnungshOhe gestattet. Dadurch kann mit 
einer fest angeordneten Handhabungseinrichtung in 
verschiedene, indexierte Ebenen eines angekoppelten 
Transportbehalters durch die Beschickungsoffnung hin- 
durch zugegriffen werden. 

Eine abdichtende Funktion bei der Verstellung des 



Schildes 82 besitzt ein Labyrinth 96, von dem ein Teil 
benachbart zu der Offnung in der Wand 95 und das 
andere Teil am verstellbaren Schild 82 befestigt ist. 
Zum Ankoppeln des Transportbehalters ist an dem 

s Schild 82 ein mit einem Pneumatikzylinder 97 betatig- 
barer Mitnehmer 98 fur die Plattform befestigt. Nach- 
dem die Plattform mit Transportbehalter bis in den 
Bereich der Ankopplung bewegt word en ist. wird diese 
durch den Mitnehmer 98 erfaBt. Der Hub des Pneuma- 

io tikzylinders 97 druckt den auf der Plattform fixierten 
Transportbehalter mit seinem Behaiterdeckel an den 
noch im schlieBenden Zustand befindlichen VerschluB 
87. Der VerschluB 87 und der Behaiterdeckel werden in 
der bereits beschri ebenen Weise kraftschlussig mitein- 

is ander verbunden, die Verriegelungselemente im Behai- 
terdeckel geoffnet. 

Betatigt durch den Antrieb 94 wird die Tragerplatte 
93 gemeinsam mit den darauf befestigten Elementen 
verschoben. so daB der VerschluB 87 gemeinsam mit 

20 dem Behaiterdeckel aus der Beschickungsoffnung 83 
entnommen wird. Angetrieben durch den Motor 90 wird 
der VerschluB 83 in eine Stellung gedreht. bei der die 
Beschickungsoffnung zum Umladen der scheibenfOrmi- 
gen Objekte frei wird. Diese Stellung entspricht der in 

25 der Fig. 18. 

Pate man sprue he 

1. Be- und Entladestation fur Hafbleiterbearbeitungs- 
30 anlagen mit einer verschlieBbaren Beschickungs- 
offnung. durch die nach dem Entfernen eines 
Verschlusses ein Umladen von scheibenformigen. 
in einem Transportbehalter untergebrachten Objek- 
ten erfolgt, wobei der Transportbehalter mit einem 

35 in seiner wesentlichen Ausdehnung senkrecht zur 
Ebene der Umladung gerichteten Behaiterdeckel 
versehen ist, dadurch gekennzeichnet, daB 
der Transportbehalter zum Umladen der scheiben- 
fOrmigen Objekte mit dem Behaiterdeckel durch 
KraftschluB fest an den VerschluB angekoppelt ist, 
ein gleichzeitiges Offnen der Beschickungsoffnung 
und des Transportbehalters durch eine gemein- 
same Abnahme des Behaiterdeckels und des Ver- 
schlusses in die Halbleiterbearbeitungsanlage 
45 erfolgt und daB das Umladen mit einem Durchgriff 
einer in der Halbleiterbearbeitungsanlage angeord- 
neten Handhabungseinrichtung durch die Beschik- 
kungsOffnung in den Transportbehalter verbunden 
iSt. 

SO 

2. Be- und Entladestation nach Anspruch 1 , dadurch 
gekennzeichnet, daB 

der Transportbehalter zur Ankopplung an den Ver- 
schluB auf einer horizontal verstellbaren und mit 
55 Mitteln zum Ausrichten und Befestigen des Trans- 
portbehalters versehenen ersten Plattform abge- 
stellt ist. 
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3. Be- und Entladestation nach Anspruch 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB 

die Plattform zwischen mindestens zwei ubereinan- 
derliegenden Ebenen verstellbar ist. von denen 
eine der Bestuckung mit einem Transportbe halter in 
einer ergonomischen Hone und jede andere zur 
Be- und Entladung der Halbleiterbearbeitungsan- 
lagedient. 

4. Be- und Entladestation nach Anspruch 2 Oder 3, 
dadurch gekennzeichnet. daB zur Aufnahme min- 
destens eines weiteren Transportbehalters eine 
entsprechende Anzahl von weiteren, horizontal ver- 
stellbar en und mit Mitt el n zum Ausrichten und Befe- 
stigen des Transportbehalters versehenen 
Plattformen vorgesehen ist. 

5. Be- und Entladestation nach Anspruch 4. dadurch 
gekennzeichnet. daB 

von den Plattformen abwechselnd mindestens eine 
zur Ankopplung eines Transportbehalters an den 
VerschluB dient, wahrenddessen die anderen zum 
Transportbehalterwechsel frei sind. 

6. Be- und Entladestation nach einem der Anspruche 
2 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB 

zum Transportbehalterwechsel ein Speicher vorge- 
sehen ist, in dem ein Greifer einen wahlfreien 
Zugriff in ubereinander angeordnete Speicherfa- 
cher besitzt und eine Beladeoffnung mit einer 
Transportbehalteraufnahme zur manuellen Bestuk- 
kung mit Transportbehaltern dient. und daB zum 
Umsetzen der Transportbehalter zwischen der 
Transportbehalteraufnahme, den Speicherfachern 
und der Plattform ein der GroBe eines Transportbe- 
halters entsprechender Raum benachbart zu den 
Speicherfachern freigelassen ist. 

7. Be- und Entladestation nach Anspruch 6. dadurch 
gekennzeichnet, daB 

die Transportbehalteraufnahme zur Bestuckung 
durch die Beladeoffnung hindurch ausfahrbar ist. 

8. Be- und Entladestation nach einem der Anspruche 
1 bis 7, dadurch gekennzeichnet. daB 

der VerschluB zur Erzeugung des Kraftschlusses 
mit dem Behalterdeckel Vakuumsaugeinrichtungen 
aufweist. 

9. Be- und Entladestation nach Anspruch 8, dadurch 
gekennzeichnet, daB 

der VerschluB mit Elementen zur Ausrichtung 
gegeniiber dem Behalterdeckel versehen ist, die 
vor der Herstellung des Kraftschlusses wirksam 
sind. 

10. Be- und Entladestation nach Anspruch 9. dadurch 
gekennzeichnet, daB 

zum Cffnen des Transportbehalters aus dem Ver- 



schluB Schlussel zum Betatigen von Verriegelungs- 
elementen im Behalterdeckel herausragen. fur die 
im Behalterdeckel passende Schlussell6cher vor- 
gesehen sind und mit denen der VerschluB und der 
s Behalterdeckel zusatzlich zum KraftschluB gesi- 

chert sind. 

11. Be- und Entladestation nach Anspruch 10, dadurch 
gekennzeichnet. daB 

w die Ausrichtelemente und die Schlussel zum Aus- 
gletch von Differenzen bei der Annaherung zwi- 
schen dem VerschluB und dem Behalterdeckel in 
einer Richtung senkrecht zur Ebene der Umladung 
federnd gehaltert sind. 

15 

12. Be- und Entladestation nach einem der Anspruche 
1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daB 

die Beschickungsoffnung in ein Schild eingearbei- 
tet ist, das gemeinsam mit dem angekoppelten 
20 Transportbehalter zum Umladen der scheibenfdr- 
migen Objekte in einer Richtung senkrecht zur 
Ebene der Umladung nach indizierten Positionen 
gegenuber der Handhabungseinrichtung verstell- 
bar ist. 

25 

13. Be- und Entladestation nach einem der Anspruche 
1 bis 1 1 , dadurch gekennzeichnet, daB 

die Handhabungseinrichtung zum Umladen der 
scheibenfbrmigen Objekte in einer Richtung senk- 
30 recht zur Ebene der Umladung nach indizierten 
Positionen verstellbar ist. 
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